雙超短脈衝雷射之非接觸、非破壞式絕對距離量測技術-以塊規為例
本文利用快速與高精度之雙超短脈衝雷射測距技術，應用於非接觸、非破壞式之雙端點塊規長度量測上，初步已驗證其量測可行性。未來將量測時間與平均次數提高並解決餘弦誤差問題後，可使量測不確定度降到小於目前的塊規校正系統，改進需要人為將塊規扭合到基座上的接觸式量測之缺點。 
